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(57) Abstract: The measurement of the structural width of a struc-
ture on a semiconductor wafer or a flat panel display is carried out in
an optical microscope or a scanning electron microscope in a num-
ber of measuring steps, e.g. global alignment, pattern recognition,
autofocus, CD measurement etc., a parameter (P1 - P4) being asso-
ciated with each measuring step for evaluating the quality thereof.
The quality of the correlation between the measuring data obtained
in the individual measuring steps is calculated by means of a cal-
culation specification, as is the value for the parameter (P1 - P4),
on the basis of the reference data taken from the design, said value
being compared with a limiting value obtained from former exper-
iments. A signal is generated if the limiting value is exceeded, and
the further processing of the object is interrupted. By evaluating
the parameters (P1-P4), the quality of a CD measurement can be
increased and the proportion of defectuous products caused by ex-
ceeding the tolerance range can be reduced. Advantageously, the
reasons for production-related defects, as well as errors in the mea-
suring steps, are more easily detected. By means of evaluation us-
ing a data bank from which the individual values of the parameters
(P1 - P4) are taken, long term effects can be detected on the mea-
suring appliance itself or on the materials to be tested.

(57) Zusammenfassung: Die Messung der Strukturbreite einer
Struktur auf einem Halbleiterwafer oder einem Flatpanel-Display
wird in einem optischen Mikroskop oder einem Rasterelektro-
nenmikroskop in einer Anzahl von Messschritten durchgefiihrt, z.
B. global alignment, Patternrekognition, Autofokus, CD-Messung
etc., wobei jedem Messschritt zur Beurteilung von dessen Giite
jeweils
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ein Parameter (P1 - P4) zugeordnet wird. Mittels einer Rechenvorschrift wird die Giite der Korrelation zwischen den in den einzel-
nen Messschritten gewonnenen Messdaten, sowie aus dem Design entnommenen Referenzdaten der Wert fiir den Parameter (P1 -
P4) berechnet und mit einem aus der Erfahrung gewonnenen Grenzwert verglichen. Bei Grenzwertverletzung wird ein Signal gener-
iert und die weitere Verarbeitung des Objektes unterbrochen. Durch die Auswertung der Parameter(P1-P4) kann die Qualitit einer
CD-Messung erhdht und der Anteil des Ausfalls von Produkten wegen Toleranzbereichiiberschreitung verringert werden. Vorteilhaft
konnen auch die Ursachen fiir herstellungsbedingte Fehler, wie auch Fehler in den Messschritten leichter gefunden werden. Uber
die Auswertung aus einer Datenbank, aus der die einzelnen Werte der Parameter (P1 - P4) stammen, kénnen auch Langzeiteffekte
an dem Messgeriit selbst oder den zu priifenden Werkstoffen gefunden werden.
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